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Al di sotto di quei cristalli ben tagliati e di 
quella superficie congelata, vi è un flusso 
continuo, non comparabile a nulla di ciò che 
ho visto fluire. È una successione di stati, 
ciascuno dei quali preannunzia quello che lo 
segue e contiene quello che lo precede. In 
verità, essi non costituiscono stati molteplici 
se non quando già son passato oltre ad essi, 
e mi rivolgo indietro per osservarne la 
traccia: mentre li provavo erano così 
solidamente organizzati, così profondamente 
animati di una vita comune, che non avrei 
saputo dire dove uno qualsiasi di essi finisse 
e l'altro cominciasse. In realtà, nessuno di 
essi comincia o finisce, tutti si prolungano gli 
uni negli altri. 
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